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1.はしカfき

大規模半導体集積回路素子，光集積回路素子など

の機構部品の小型集積化は，工学の進歩を促してい

る。このマイクロ化・精密化を目指して先進各国に

おいて凌ぎを削る技術開発が展開されている。本研

究の目的は，精密光学素子を光転写法により簡易に

作製する技術を確立し，作製した精密光学素子を精

密光技術応用システムに利用し，マイクロ化・精密

化を図ることである。本研究は，愛知工業大学昭和

61年度研究助成金を受けて進められた。
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3.研究経費

昭和61年度 2，500千円

主な購入設備 真空蒸着装置 2，000千円

4.研究計画に対する研究成果

4 • 1 精密光学素子を光転写法により簡易に作

製する技術を確立する。

作製は， a 基板の洗浄， b.基板への金属膜の

蒸着， c フォトレジストの塗布， d. マスクとの

位置決め， e.光露光， f.現像ならびに転写，の

手順で行う。 a. b. c.には，それぞれ超音波洗

浄器，真空蒸着装置，スピンナーを設備した。 d. e. 

については，フォトステッパーを整備，調整中， f. 

に対して，エッチングチャンパを設備し，全体の実

験環境には，清浄度クラス1000のクリーンルームを

設備した凶。

a. b. の蒸着膜の作製技術を蓄積し，以下の研
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究計画に蒸着膜，段差蒸着膜を作製し利用してき

Tこ2)。

真空蒸着装置に対しては，改造を施している。①

ダブ、ルシャツタ機構を設け，段差蒸着膜の作製を容

易にしている。②カやスフロー機構と液体窒素トラッ

プによるガス処理機構ならびに光学窓を備え， レー

ザ誘起ドライエッチングを可能としている。

4・2 ハイブリッドリソグラフィ用光学式超精

密位置決め装置の開発に利用する。

ヘリウム・ネオンレーザを光源とする超精密光学

計測システムを防振ステージに組み立て，位相差回

折格子からの回折モアレ信号をコンビュータに取り

込み，パルスステージの位置決め制御実験を行った。

実験環境の温度制御によりサブミクロンの超精密位

置決めを実現した3，7，11，13-15，1 7 -19)。

4 • 3 光ファイパ'情報通信システムの開発に利

用する。

レーザダイオードならびに発光ダイオードを光源

とするプラスチック光ファイバの基本特性測定用精

密光学実験、ンステム，光ファイパ画像情報伝送実験

システムを試作した20)。

4・4 薄膜段差膜厚計測装置， レーザ表面検査

装置， 3次元レーザ立体顕微鏡の開発に利用する。

ヘリウム・ネオン直線偏光レーザを光源とし，偏

光分離・結合素子にローションプリズムを用いる近

接 2光東偏光干渉法による精密測長システムを組み

立て，ナノメートルオーダの超精密変位測定を実現

した4，9，16)

4 . 5 レーザケミカルエッチング微細加工機の

開発に利用する。

アルゴンイオンレーザを誘起エッチング光源とし

て，アルミニウム蒸着膜のケミカル液体エッチング

による微細穴加工を実現した。アルミニウム酸化膜

の異方性エッチングを繰り返し利用して，高いアス

ペクト比〔深さ/幅〉の得られる微細加工法を見出し

たは，6，8)。

4・6 赤外域における物体の吸収特性を真空状

態において測定する。

光学系の設計は行ったが，真空蒸着装置の使用頻

度が高いため，本格的実験は行っていない。予備実

験で，アルミニウム酸化膜のドライエッチング速度

が赤外線照射により速くなることを見出した10)。
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